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摘要(译)

用于分离目标材料的设备和方法。用于分离目标物质的设备包括混合
物，该混合物包括目标物质，设置在混合物下方并且密度大于混合物密
度的密度梯度材料层，包括磁性材料的磁珠和与目标物质结合形成的复
合物和磁场产生装置向复合物施加磁场以在密度梯度材料层的底部沉淀
复合物。
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